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@ Vorrichtung zum beidseitigen Beschichten einer Materialbahn.

@ Es sind Vorrichtungen zum beidseitigen Be-
schichten einer Materialbahn (4), insbesondere einer
Papier- oder Kartonbahn, bekannt, die zwei neben-
einander angeordnete PreBwalzen (1, 2) aufweisen,
zwischen denen ein PreBspalt (3) ausgebildet ist,
durch den die Bahn (4) geflihrt wird. An jeder PreB-
walze (1, 2) ist auBerhalb des Bereichs des Pref-
spalts (3) ein Auftrag- und Dosiersystem (6, 7) ange-
ordnet, das einen dosierten Film von Beschichtungs-

material auf jede PreBwalze (1, 2) auftrdgt, der an-
schlieBend in dem PreBspalt (3) an die Bahn (4)
Ubergeben wird.

Nach der Erfindung ist an jeder PreBwalze (1, 2)
in Drehrichtung hinter dem Auftrag- und Dosiersy-
stem (6, 7) und vor dem Prefspalt (3) eine Mefein-
richtung (8, 9) zur kontinuierlichen Bestimmung der
auf die Walzen (1, 2) aufgetragenen Beschichtungs-
materialmenge angeordnet.
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
beidseitigen Beschichten einer Materialbahn, insbe-
sondere einer Papier- oder Kartonbahn, gemiB
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Zum beidseitigen Auftragen von Leim (Stérke,
CMC, synthetischer Leim) oder Pigmentdispersio-
nen auf Papier- oder Kartonbahnen sind Vorrichtun-
gen mit einem PreBwalzenpaar bekannt, wobei die
Bahn durch den Prefspalt gefihrt wird. An jeder
der PreBwalzen ist ein Auftrag- und Dosiersystem
angeordnet, das zundchst auf jede PreBwalze einen
dosierten Film von Beschichtungsmaterial aufirigt,
der anschliefend in dem Prefispalt an die Bahn
Ubergeben wird.

Eine gattungsgemiBe Vorrichtung ist in dem
DE-GM 84 14 413 beschrieben. Als Auftrag- und
Dosiersystem wird eine zur Prefwalze hin offene
Disenkammer verwendet, die an ihrem auslaufsei-
tigen Ende von einem gegen die Prefiwalze an-
driickbaren Dosierelement abgeschlossen ist. Als
Dosierelement wird eine Rakelstange verwendet,
die auf ihrem Umfang Rillen aufweist, die durch
Umwicklung mit einem Draht erzeugt wurden. Die
auf eine Walze aufgetragene Beschichtungsmateri-
almenge 138t sich Uber den Rillenquerschnitt beein-
flussen. Andere bekannte Dosierelemente sind Ra-
kelstangen mit glatter Oberfliche, Schabermesser
oder Schaberleisten. Bei diesen Elementen 48t
sich das Auftragsgewicht Uber den Anprefdruck
variieren.

Es ist bekannt, die auf eine Bahn aufgetragene
Menge an Beschichtungsmaterial kontinuierlich di-
rekt an der Bahn zu messen. Dazu werden radioak-
tiv strahlende Elemente eingesetzt und aus der
Absorbtion der radioaktiven Strahlung kann das
Strichgewicht und/oder die Feuchte der Bahn be-
stimmt werden. Zur Einstellung und/oder der Rege-
lung der Auftragsgewichte getrennt fiir jede Seite
sind die bekannten, direkt an der Bahn messenden
Vorrichtungen nur bedingt geeignet, da nur die
Gesamtmenge des beidseitig aufgetragenen Be-
schichtungsmaterials bestimmt werden kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gattungsgemiBe Vorrichtung so zu verbessern, daB
zur getrennten Einstellung und/oder Regelung der
Auftrag- und Dosiersysteme die von jedem System
aufgetragene  Beschichtungsmaterialmenge  be-
stimmt werden kann.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Patentanspruchs 1 geldst.

Nach der Erfindung wird die von der Bahn
aufgenommene Menge an Beschichtungsmaterial
nicht direkt an der Bahn, sondern vor Ubergabe an
die Bahn auf jeder der Prefiwalzen bestimmt. Dies
ermdglicht die quantitative Bestimmung des von
jedem Auftrag- und Dosiersystems an die Bahn
abgegebenen Beschichtungsmaterials.
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Als weiterer Vorteil tritt hinzu, daB bei Verwen-
dung von Dosierelementen, die einem Verschleif
unterliegen - z. B. drahtumwickelte Rakelstangen -,
eine Uberwachung des Verschleifes mdglich ist,
um frihzeitig verschlissene Dosierelemente austau-
schen zu kdnnen. Aufgrund des VerschleiBes &n-
dert sich die an die jeweilige PreBwalze abgegebe-
ne Auftragsmenge, beim Erreichen eines bestimm-
ten Grenzwertes kann ein Wechsel der Dosierele-
mente veranlaBt werden, so daB Beschédigungen
der Walzenoberfliche durch Drahtbruch etc. ver-
mieden werden.

Die Unteranspriiche enthalten bevorzugte, da
besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung. Die zweite MeBeinrichtung an jeder Prefwal-
ze nach Anspruch 2 mifit jeweils die nicht von der
Materialbahn aufgenommene Menge an Beschich-
tungsmaterial bevor die Walzen neu beschichtet
werden. Dies ermdglicht eine noch exaktere Be-
stimmung der tatsdchlich von der Materialbahn auf-
genommenen Beschichtungsmaterialmenge, insbe-
sondere bei Papier- oder Kartonsorten, bei denen
sich die Ubergabe von einer Prefwalze an die
Bahn nicht genau vorherbestimmen 145t.

MeBeinrichtungen zur Bestimmung der Was-
sermenge auf den PreBwalzen nach Anspruch 3
sind in vielen Anwendungsfillen ausreichend, um
die Beschichtungsvorrichtung exakt einzustellen
oder regeln zu k&nnen. Der Anteil der auf die Bahn
aufgetragenen festen Bestandteile 188t sich mit ge-
niigender Genauigkeit aus der Zusammensetzung
des Beschichtungsmaterials berechnen.

Auf Basis von Infrarot-Absorbtion arbeitende
Mefisysteme nach Anspruch 4 haben sich als be-
sonders vorteilhaft gezeigt. Sie nutzen den Effekt,
daB Molekularverbindungen, z. B. OH und CH,
Lichtenergie bei genau definierten Wellenldngen
absorbieren. Dazu wird ein von einer Halogenlampe
abgesandter Lichtstrahl auf die zu priifende Meffl3-
che (beschichtete PreBwalzenoberfliche) abge-
sandt. Die reflektierte Strahlung wird gesammelt
und ausgewertet. So 148t sich eine auf den Walzen-
oberflachen befindliche Stoffmenge direkt messen
und durch entsprechende Kalibrierung der von der
Bahn aufgenommene Anteil, z. B. die Wasser- oder
Feststoffmenge, bestimmen.

Die Zeichnung dient zur Erlduterung der Erfin-
dung anhand eines vereinfacht dargestellten Aus-
fUhrungsbeispiels.

Fig. 1 zeigt grob schematisch eine Beschich-
tungsvorrichtung nach der Erfindung in Seitenan-
sicht.

Die in der Zeichnung dargestellte Beschich-
tungsvorrichtung ist in eine Papiermaschine inte-
griert. Sie besteht aus zwei gleich aufgebauten
PreBwalzen 1, 2, zwischen denen ein Prefispalt 3
ausgebildet ist. Die zu beschichtende Papierbahn 4
wird dem Prefspalt 3 von oben so zugefiihrt, daB
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die Prefwalze 1 etwas umschlungen wird. Im An-
schluB an die Beschichtungsvorrichtung wird die
Bahn 4 von einer Leitwalze 5 zu einer nicht darge-
stellten Trocknungsvorrichtung umgelenki.

Die PreBwalzen 1, 2 sind an ihrer Oberflache
gummiert. AuBerhalb des Bereichs des Prefispalts
3 ist an jeder Prefwalze 1, 2 ein Auftrag- und
Dosiersystem 6, 7 angeordnet, das an die jeweilige
PreBwalze 1, 2 im nicht von der Bahn 4 umschlun-
genen Bereich anschwenkbar ist. Jedes der
Auftrag- und Dosiersysteme 6, 7 weist eine zur
jeweiligen PreBwalze hin offene Auftragkammer 6.1,
6.2 auf, in die das Beschichtungsmaterial unter
Druck zugefihrt wird. Auslaufseitig wird jede Auf-
tragkammer 6.1, 7.1 von einem Dosierelement 6.2,
7.2 abgeschlossen, das das im Uberschuff auf die
PreBwalze 1 bzw. 2 aufgetragene Beschichtungs-
material bis auf die gewlinschte Filmdicke abstreift.
Als Dosierelement wird bevorzugt eine Rakelstange
mit strukturierter, also Erhebungen und Vertiefun-
gen aufweisender Oberfliche eingesetzt, mit der
volumentrisch dosiert werden kann. Derartige Ra-
kelstangen sind bekannt. Sie weisen z. B. Um-
fangsrillen auf, die durch Umwickeln mit einem
Draht erzeugt werden. Alternativ kdnnen als Dosier-
elemente auch Rakelstangen mit glatter Oberfl3-
che, Schabermesser oder Schaberleisten einge-
setzt werden.

An jeder PreBwalze 1, 2 ist in Drehrichtung
hinter dem Auftrag- und Dosiersystem 6 bzw. 7
und vor dem PreBspalt 3 eine MeBeinrichtung 8, 9
zur kontinuierlichen Bestimmung der auf die Pref-
walzen 1, 2 aufgetragenen Beschichtungsmaterial-
menge angeordnet. Bevorzugt wird ein auf der
Absorbtion von Infrarotstrahlung basierendes MeS-
system eingesetzt. Bei diesen MeBsystemen wird
von einer Halogenlampe Infrarotstrahlung erzeugt,
von der mit Filtern ein Spekitrum selektiert und auf
die zu prifende Flache gestrahlt wird. Die reflek-
tierte Strahlung wird von einem konkaven Empfin-
ger gesammelt und ausgewertet. Bevorzugt wird
durch Einsatz entsprechender Filter Infrarotstrah-
lung in einem Spekirum auf die Walzenoberflichen
gestrahlt, das Wellenldngen enthilt, die von OH-
Verbindungen absorbiert werden. Auf diese Weise
188t sich der Wasseranteil des Beschichtungsmate-
rials quantitativ ermitteln, das sich auf den Walzen-
oberflichen befindet. Das Beschichtungsmaterial
wird im PreBspalt 3 an die Bahn 4 abgegeben. Der
Anteil an Feststoffen kann aus der Zusammenset-
zung des Beschichtungsmaterials errechnet wer-
den. Um das Ubergabeverhalten im Prefspalt an
die Bahn 4 bei der Berechnung beriicksichtigen zu
kénnen, wird die Einrichtung zu Beginn kalibriert.
Dazu werden bei gleichem Wasser- bzw. Feststoff-
gehalt unterschiedliche Mengen auf die Prefwalzen
1, 2 aufgetragen und anschlieBend die von der
Bahn aufgenommenen Mengen gemessen; z. B.
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durch eine Wi3gung oder eine Feuchtemessung
direkt an der Bahn. Mit der so ermittelten Eichkur-
ve kann wihrend des Betriebs die aufgenommene
Menge an Beschichtungsmaterial direkt aus der
sich auf den Walzenoberfldchen befindlichen Men-
ge errechnet werden.

Um die aufgenommene Menge an Beschich-
tungsmaterial direkt ermitteln zu k&nnen, ist bei
einer anderen Ausflihrungsform der Erfindung an
jeder PreBwalze 1, 2 im Bereich hinter dem Pref-
spalt 3 und vor dem jeweiligen Auftrag- und Dosier-
system 6, 7 eine weitere Mefeinrichtung angeord-
net, mit der die auf den Walzenoberfldchen verblie-
bende Beschichtungsmaterialmenge nach der
Ubergabe an die Bahn 4 und vor dem Neube-
schichten bestimmt wird. Die von der Materialbahn
4 aufgenommene Beschichtungsmaterialmenge
4Bt sich so als Differenz zwischen den beiden
jeweiligen MeBwerten ermitteln.

Mittels der MeBeinrichtungen 8, 9 I4Bt sich die
von jedem Auftrag- und Dosiersystem 6, 7 an die
Bahn 4 aufgetragene Menge an Beschichtungsma-
terial getrennt bestimmen. Dies ermdglicht eine
gleichmipBige Beschichtung an beiden Seiten, ins-
besondere die gleichmapBige Auftragung von Pig-
menten auf jede Bahnseite. Weiterhin bietet die
erfindungsgemidBe Vorrichtung die Mdoglichkeit,
den VerschleiB von Dosierelementen zu Uberwa-
chen. Aufgrund des VerschieiBes &dndert sich die
an die jeweilige PreBwalze abgegebene Auftrags-
menge. Bei Dosierelementen mit strukturierter
Oberflache sinkt die Auftragsmenge ab, da sich der
Durchtrittsquerschnitt bei Verschlei verringert. Bei
Erreichen eines gewissen Grenzwertes kdnnen so
die Dosierelemente frihzeitig ausgewechselt wer-
den, um Beschidigungen der Walzenoberfliche
durch Drahtbruch etc. zu vermeiden.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum beidseitigen Beschichten ei-
ner Materialbahn, insbesondere einer Papier-
oder Kartonbahn, mit zwei nebeneinander an-
geordneten PreBwalzen, zwischen denen ein
PreBspalt ausgebildet ist, durch den die Bahn
gefihrt wird, und mit einem Auftrag- und Do-
siersystem flr jede PreBwalze, das auBerhalb
des Bereichs des Prefspalts angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet daf an jeder Pref-
walze (1, 2) in Drehrichtung hinter dem
Auftrag- und Dosiersystem (6, 7) und vor dem
PreBspalt (3) eine MeBeinrichtung (8, 9) zur
kontinuierlichen Bestimmung der auf die Wal-
zen (1, 2) aufgetragenen Beschichtungsmateri-
almenge angeordnet ist.
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Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB in Drehrichtung hinter dem
PreBspalt (3) und vor dem Auftrag- und Dosier-
system (8, 9) an jeder Prefwalze ((1, 2) eine
weitere MeBeinrichtung zur Bestimmung der 5
auf der Walzenoberfliche befindlichen Be-
schichtungsmaterialmenge angeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspriche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, da die MefBeinrich- 10
tungen (8, 9) zur Bestimmung der Beschich-
tungsmaterialmenge die Wassermenge mes-

sen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 15
3, gekennzeichnet durch ein auf Basis von
Infrarot-Absorbtion arbeitendes MeBsystem.
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